


































































专利名称(译) 有机层沉积设备，通过使用其制造有机发光显示设备的方法，以及通过该方法制造的有机发光显示设备
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/67709 H01L21/6776

优先权 1020120077361 2012-07-16 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机层沉积设备，包括：输送单元，包括用于附接基板的转移单
元，第一输送单元和第二输送单元;沉积单元包括真空室和用于在基板上
沉积有机层的有机层沉积组件。有机层沉积组件包括：用于排出沉积材
料的沉积源;沉积源喷嘴单元，包括多个沉积源喷嘴;图案化缝隙片，包括
沿第一方向排列的多个图案化缝隙;沉积源闸门沿第一方向移动，并选择
性地阻挡在沉积源中蒸发的沉积材料。传送单元在第一和第二传送器单
元之间移动。转移单元使附着的基板与有机层沉积组件间隔开，同时由
第一输送单元转移。
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